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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

KONFOKALNY MIKROSKOP RAMANOWSKI

Parametry techniczne

Konfokalny mikroskop ramanowski przystosowany do zamontowania 3 laseréw wzbudzajgcych o kompaktowej
i funkcjonalnej platformie zoptymalizowanej do spektroskopii i obrazowania ramanowskiego wysokiej jakosci. Mozliwosé
rozbudowy o sonde skanujgca (SPM) i mikroskopie bliskiego pola.

Wymagamy nastepujgcg min. konfokalno$¢ oraz rozdzielczo$¢ przestrzenng i spektraing demonstrowang podczas
instalaciji:

- rozmiar plamki ogniskowania w pionie FWHM <330 nm dla wzbudzenia laserem 532 nm, z obiektywem powietrznym
100x i NA 0,9

- rozmiar plamki w poziomie FWHM<900 nm dla wzbudzenia laserem 532 nm, z obiektywem powietrznym 100x i NA 0,9

- rozdzielczos¢ gtebokosciowg FWHM<900 nm dla wzbudzenia laserem 532 nm, z obiektywem powietrznym 100x i NA
0,9
- prace w zakresie spektralnym: 275 nm / 7300 rel.cm-1 z siatkg 300 I/mm optymalizowang na 500 nm przy wzbudzeniu
laserem488 nm,
- rozdzielczo$¢ spektralng: <0,02 nm/piksel / 0,7 rel.cz-1 / piksel z siatkg 1800 linii/mm przy wzbudzeniu laserem 532
nm.
Podstawowa konfiguracja mikroskopu:
1. BAZA MIKROSKOPU
- Mikroskop optyczny z karuzelg na szesc¢ obiektywow,
-o$wietlacz Koehlera $wiatta biatego LED,
- rozszerzalny modut reflektora, zmieniarka akceptujaca kostki filtréw do ciemnego pola, DIC lub kontrast
fluorescencji,
- system z napedem do automatycznego podejscia w kierunku z (z-stage), zakres ruchu min. 30mm, krok
rozdzielczosci min.10 nm

- kacznik kamery do wizualizacji prébki zawierajgcy cyfrowa kamere video.

2. Lacznik laserowy na 3 linie wzbudzajace — przetgczanie laseréw z zakresu od UV do NIR z automatycznym
ustawieniem  wszystkich komponentéw optycznych. Lasery potgczone z mikroskopem za posrednictwem

Swiattowoddw typu single-mode przez ztgcze FC/APC.

3. System komputerowy do kontroli i zbierania danych o nastepujacych minimalnych parametrach:
- procesor klasy x86 osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark minimum 9500 punktéw, (podac nazwe i
producenta procesora)

- min. 8GB RAM, min.1000 GB HD, DVD RW, klawiatura, mysz,

- praca w systemie operacyjnym Windows 7

- Pakiet oprogramowania software zawierajgcy bezptatne aktualizacje przez 2 lata od daty
instalaciji,

- licencja nielimitowana dla oprogramowania do analizy

-Monitor o parametrach minimalnych:
27" Ultrawide (21:9) LCD

« technologia IPS

* rozdzielczos¢ min. 2560 x 1080 Pikseli
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* ghiazda HDMI + DVI-D connector

Licencja oprogramowania do kontroli mikroskopu o funkcjonalnosci:

*wszystkie tryby pomiarowe obstugiwane prze jedno intuicyjne oprogramowanie,

* pomiary roznymi technikami (np. AFM, Raman) wykonywane jednocze$nie,

» wyswietlanie wszystkich zasadniczych parametréw automatycznie na zmiane przy zmianie
trybu pomiarowego,

« opcja skanera piezo: dla doktadnej kontroli pozycji skanowania nawet przy
najszybszym skanowaniu,

* mozliwos¢ pomiaru duzej liczby danych np. dla pomiaréw 3D,

» automatyczny pomiar wielu obszarow i serii czasowych,

* mozliwos$¢ zarzadzania oprogramowaniem przez wielu uzytkownikéw, mozliwo$é
indywidualnych konfiguraciji,

» Oprogramowanie przygotowane do obstugi SPM dla AFM i SNOM:

- duza szybkos$¢, automatyczne obnizanie igly we wszystkich trybach AFM,

- oprogramowanie prowadzace przez instalacje i ustawienie dzwigni krok po kroku,

- tryb oscyloskopu do obserwacji sygnatéw w funkcji czasu.

Licencja oprogramowania (nielimitowana)
umozliwiajgca instalacje i uzywanie na wielu komputerach;
Obroébka danych i procesowanie:
* zawiera rozne pre-konfigurowane filtry i algorytmy do uproszczenia procesowania danych,
« filtry i algorytmy dostepne przez tatwe pochwycenie i upuszczenie,
* przegladarka filtrow: szybki wstepny podglad obrazu z danym filtrem, dostepny takze
podczas biegu pomiaru,
* wielokrotne algorytmy do odejmowania tfa,
* narzedzie dopasowania tta dla pojedynczego widma,
* rozne opcje statystyki i obrébki danych,
* generowanie obrazu przez wizualizacje odpowiednich widm (analiza bazowa),
* Dane eksportowane do ASCII, JCamp-DX, SPC, MatLab.
Prezentacja wynikow:
» prezentacja danych i obrazéw w formie filmu, funkcjonalny takze jako funkcja szybkiego podgladu
réwnolegtego z procesem zbierania danych,
* szybkie ustalanie pozycji, czasu i/lub korelacji spektralnej miedzy réznymi obiektami,
» prezentacja kodowanych kolorami danych 2D i 3D (oprogramowanie przygotowane do prezentacji danych
pomiarow AFM, SNOM) w wybranych schematach kolorow,
* przegladarka obrazow: naktadanie obrazéw 3D, AFM, obraz topografii z chemiczng informacjg ramanowska;
» wyszukiwarka pikdw widma i oznaczanie pikéw, mozliwy eksport do bazy widm pozwalajgcy na identyfikacje

komponentéw prébeki.

Kontroler cyfrowy mikroskopu :

« umozliwiajgcy jednoczesng kontrole duzej liczby trybow pracy mikroskopu, przygotowany do kontroli AFM,
SNOM, konfokalnej mikroskopii ramanowskiej i SEM,

» wysokowydajny system na planie programowalnego czipu z uzyciem FPGAs,

« system modularny umozliwiajgcy rozbudowe i konstrukcje specjalnie na zyczenie uzytkownika,

- System do szeregowego i réwnolegtego, cyfrowego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym,

* zapewniajgcy czasy obliczeniowe i czasy reakcji w zakresie nanosekund,

* zawierajgcy potgczenie USB 3.0 (min 5000 Mbit / s),
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« kontroluje opcjonalny stolik skanujgcy sterowany cyfrowo o wysokiej rozdzielczosci pracujgcy w zamknietej
petli XYZ,
* kontroluje opcjonalny zmotoryzowany stolik do skanowania duzych obszarow XY

i kontroluje ruch w kierunku osi z,
« obstuguje cyfrowe wejscia i wyjscia dla aplikacji zdefiniowanych przez uzytkownika,
+ zawiera 32-bitowe liczniki z ochrong przed przecigzeniem APD / PMT, duzg liczbg 16-bitowych przetwornikow
/ nisko szumowych, przetwornikéw analogowo / cyfrowych

i cyfrowo / analogowych.

System pozycjonujacy skaner,

Zmotoryzowany stolik skanujacy x-y do konfokalnego obrazowania ramanowskiego
i automatycznych pomiaréw rutynowych, w petni zintegrowany z kontrolerem mikroskopu,
o nastepujacych parametrach:

« zakres skanowania min. 50 x 50 mm

e krok min.: 100nm,

* powtarzalnos$¢ lepsza niz <0.01%

* kontrolowany programowo.

Zrédta wzbudzenia — lasery

Zestaw lasera wzbudzajgcego 488 nm zawierajgcy laser i zestaw filtrow ramanowskich do mikroskopu :
Laser DPSS, 488 nm, moc na wyjsciu min. 50 mW, pojedynczy tryb podtuzny, podwojenie czestosci wewnatrz
jamy, zawierajacy tacznik swiattowodu, swiattowdd PM o dtugosci min.3m z konektorem kgtowym FC

bezposrednio potgczony z mikroskopem, laser klasy 3B.

Zestaw filtrow ramanowskich dla wzbudzenia 488 nm zawierajgcy filtry:

» ramanowski szeroko przepuszczajgcy, klasa E

» ostro krawedziowy dichroiczny rozdzielacz promienia, wysoka transmisja rozpoczynajgca sig¢ od 120 cm-1
o filtr linii 488 nm.

Modut lasera wzbudzajgcego 532 nm zawierajacy laser 532 nm i zestaw filtréw do mikroskopu :
Laser podwdjnej czestotliwosci Nd: YAG, 532 nm, moc na wyjsciu min. 75 mW, pojedynczy tryb podtuzny,
podwojenie czestosci wewngtrz jamy, zawierajgcy izolator i fgcznik Swiattowodu, swiattowdéd PM o dtugosci

min. 3m z konektorem kgtowym FC bezposrednio potaczony z mikroskopem, laser klasy 3B.

Zestaw filtrow ramanowskich dla wzbudzenia 532 nm zawierajacy filtry:
» ramanowski szerokoprzepuszczajgcy dla 532 nm, klasa E
« ostrokrawedziowy, dichroiczny rozdzielacz wigzki, rozpoczynajgcy od 95 cm-1 przesuniecia Stokes’a

« filtr lasera 532 nm.

Zestaw spektroskopowy w konfiguracji o wysokiej wydajnosci na zakres VIS zawierajacy:
Ramanowski tacznik wyjsciowy mikroskopu z portem wyjsciowym spektrometru zawierajgcy
Swiattowdd zakonczony tgcznikiem FC/APC petnigcym funkcje detektora konfokalnego przy zbieraniu sygnatu

Raman, fluorescenc;ji lub sygnatu odbicia do $wiattowodu.

Wysokowydajny obrazujacy spektrometr, o dlugosci fokalnej 300 mm opartej o soczewki, z wejsciem

optycznym $wiattowodowym FC/APC i zmotoryzowang karuzelg na 3 siatki, wyposazony w siatki: min. 600 i
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1800 linii/mm optymalizowane na 500 nm, na najwyzszg czutos¢ w zakresie 400-830 nm, uklad umozliwiajgcy

szybkie obrazowanie i precyzje spektralna.

11. Chtodzona termoelektrycznie kamera CCD, z ukiadem Peltiera chlodzagca do min. -55 °C, sensor o
rozmiarze matrycy CCD min. 1650x200 pikseli,
typ: o$wietlona od przodu, z pokryciem: NIR/VIS AR, z kontrolerem min. 16 Bit A/D konwerterem min. 1,48
MHz, interfejsem USB 2.0, zintegrowana ze spektrografem/ monochromatorem, pik wydajnosci kwantowej w
zakresie 450 - 950 nm > 20%, maksimum dla 700 nm do 55%.

12. Obiektywy mikroskopowe
- Obiektyw 10x, EC Epiplan DIC, apertura numeryczna (NA) 0.25, odlegtos$¢ robocza (WD) 11.0 mm, z
adapterem do mikroskopu,
- Obiektyw 50%, LD Epiplan, apertura numeryczna (NA)0.55, odlegto$¢ robocza( WD) 9,1 mm, ptaski do
zastosowania dla zakresu od 360 nm do NIR z adapterem do mikroskopu,
- Obiektyw 100x,LD Epiplan, apertura numeryczna (NA) 0.75, odlegtos¢ robocza (WD) 4 mm, doskonale

ptaski, do zastosowania w zakresie od 360 nm do NIR, z adapterem do mikroskopu .

13. Sztywnarama do mikroskopu o parametrach min.:

Wysokos$¢ 800 mm, szerokos¢ 800 mm, dtugo$¢ 800 mm.

Dodatkowy opis wymagan technicznych dla mikroskopu.

-Wyposazenie mikroskopu musi zapewni¢ duzg czutos¢ detekcji nawet dla bardzo niskich mocy lasera i krotkich
czasoOw integracji:

-wysokowydajny spektrometr soczewkowy z przepustowoscig >60% dla lasera 532 nm, wyposazony w kontrolowang
przez oprogramowanie karuzele z siatkami dyfrakcyjnymi (uzytkownik nie musi kontrolowa¢ ani ustawia¢ optyki
wewnatrz spektrometru), dtugos$é fokalna spektrometru 300 mm, f/4.

-kamera CCD musi zapewni¢ szybkie konfokalne ramanowskie obrazowanie tzn. wymagana szybkos¢ ciagtego
zbierania danych >85 widm/sekunde,

-kontroler oparty o FPGA musi posiada¢  konstrukcje umozliwiajgcg podzniejszg rozbudowe o kolejne opcje
wymienione ponizej.

-system komputerowy z monitorem i oprogramowanie do kontroli urzadzenia oraz zbierania danych i ich prezentaciji,
musi prowadzi¢ obrazowanie w 2D i 3D,

-konstrukcja mikroskopu i wyposazenia musi by¢ oparta o potaczenia swiattowodowe aby umozliwi¢ elastycznosé
ustawienia komponentow systemu i minimalng powierzchnie zajmowang przez mikroskop.

-mozliwo$¢ wyposazenia mikroskopu Ramanowskiego w zestaw do pomiaréw polaryzacyjnych

- mozliwo$¢ rozbudowy mikroskopu o AFM, SNOM i profilometr optyczny wedtug ponizszych wymogoéw:

-mozliwos¢ przeprowadzania analiz Raman, AFM SNOM, profilometr optyczny bez transferu (przenoszenia prébki),
-wszystkie wyzej wymienione moduty mikroskopu muszg by¢ obstugiwane przez to samo oprogramowanie i to samo
oprogramowanie ma stuzy¢ do analizy danych,

-oprogramowanie musi umozliwia¢ tatwy proces wizualizacji i korelacji wszystkich danych uzyskanych réznymi
metodami (Raman, AFM SNOM) dla danego punktu np. przez kliknigcie myszg komputerowa,

-mozliwos¢ wyposazenia w profilometr optyczny umozliwiajgcy konfokalne obrazowanie nieréwnych lub chropowatych
powierzchni bez uzycia technik autoogniskowania,

-mozliwos$¢ doposazenia mikroskopu ramanowskiego o skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) umozliwiajgcy

tworzenie wysokorozdzielczych obrazéw ramanowskich i obrazéw SEM.



